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１．概要（Summary） 

Ag は高反射率、高熱伝導率の特徴を有し、各種デバ

イスの反射電極として検討されているが、反射率の耐熱

性に問題があるため、Ag合金の検討が進められている。 

今回、超高真空スパッタ装置を使用し、各種Ag合金の

反射率、比抵抗を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 超高真空スパッタ装置 

【実験方法】 

超高真空スパッタ装置にて、Pure Ag、Ag 合金 1,  

Ag 合金 2 を成膜し反射率、抵抗の成膜圧力依存性を検

証した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

３．１ Ag合金の反射率耐熱性の成膜圧力依存性検証 

Pure Ag、Ag合金 1、Ag合金 2の反射率の成膜圧力依

存性に関して Fig.1に as deposition と after annealの

結果を示す。As depositionでの反射率はPure Agが高

いが、アニール後の反射率は著しく低下していることが分

かる。一方 Ag合金 1は Ag と比較し劣化が小さく、Ag合

金 2 に関しては、0.1Pa で成膜した膜の耐熱性は Pure 

Agに劣るが、高圧側ではPure Agよりも劣化が少ないこ

とが分かり、合金による反射率の耐熱性向上が確認でき

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ Ag合金の比抵抗の成膜圧力依存性 

Pure Ag、Ag合金 1、Ag合金 2の比抵抗の成膜圧力依

存性に関して、Fig.2に示す。 Pure Ag、Ag合金１、 

Ag合金 2のどれもが、アニールにより比抵抗が減少した。

これはアニールによる粒成長によるものと考えられる。材

料毎の比較としては、Pure Agの比抵抗が最も小さく、他 

の合金は添加元素による比抵抗の増加が確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の実験により、Ag 合金の反射率、比抵抗の基礎

物性が得られた。Ag 合金の採用により反射率耐熱性

の向上は期待できるが、比抵抗の悪化のデメリットが

あることが分かった。超高真空スパッタ装置以外に高速

マスクレス露光装置、 ウエハ RTA 装置も利用したが、議

論できるデータは得られなかった。また、本実験で成膜し

た膜を北陸先端科学技術大学院大学のナノテクプラットフ

ォーム事業の XRDを利用し結晶性評価中である。 
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Fig.1 Reflectance 

Fig.2 Resistivity 


